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(57) Abstract: The invention relates to a feeding
facility for use in wafer processing methods. The
aim of the invention is to provide a feeding facility
for feeding the loadport of a wafer process facility
wherein the storage and transport containers (90)
containing wafers are picked up and deposited at such
a loadport (20) and wherein a transport facility (32),
preferably an overhead transport facility, is provided
for picking up and providing said transport containers
(90). For this purpose, at least two vertical inlet and
outlet channels (40, 42; 40", 42/, 44°, 46", 40", 42",
44”, 46”) are provided. The point of intersection to
the transport facility (32) is located in the top section
on the respective vertical channel. The facility is
furthermore provided with a facility for laterally
displacing and inserting the transport boxes (90) into
the processing facility (60). Each of the channels
has a displacement unit for lowering and/or lifting the
transport boxes (90) inside the channel (40, 42; 40/,
427,447,467, 407, 427, 447, 467).

(57) Zusammenfassung: Um einen Loadport fiir
eine  Waferbearbeitungsvorrichtung  beschicken
zu konnen, wenn von Waferscheiben enthaltende
Aufbewahrungs- und Transportbehilter (90) an einem
solchen Loadport (20) aufgenommen und wieder
angegeben werden und weiterhin zum Abnehmen
und Bereitstellen solcher Transportbehdlter (90)
eine Transporteinrichtung (32),  vorzugsweise
von einer hochgelagerten Transporteinrichtung
(Overheadtransport) zur Verfiigung steht, wird

vorgeschlagen, dass zumindest zwei vertikale Zu- bzw. Abfithrungskanile (40, 42; 40’, 42°, 44°, 46", 40”, 427,

[Fortsetzung auf der ndchsten Seite]
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44", 46" bereitgestellt werden. Dabei ist die Schnittstelle zur Transporteinrichtung (32) jeweils oben am vertikalen Kanal ange-
ordnet. Weiterhin ist eine Einrichtung zum seitlichen Verschieben und Einfiihren der Transportboxen (90) in die Verarbeitungsein-
richtung (60) vorgesehen. Jeder der Kanile weist eine Bewegungseinheit zum Absenken und/oder Anheben der Transportboxen (90)

im Kanal (40, 42; 40°, 427, 44, 46”; 407, 427, 44”7, 46”) auf.
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LIEFEREINRICHTUNG FUR WAFERVERARBEITUNGSSTATIONEN

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Beschickungsein-
richtung fur Waferbe- und/oder verarbeitungsprozesse. Spe-
ziell betrifft die Erfindung eine Einrichtung, mit der Wa-
ferscheibe enthaltende Aufbewahrungs- und Transportbehdlter
einerseits einem Wafereingang (Loadport) einer Verarbei-
tungsstation zugefihrt und von dieser wieder abgefihrt wer-
den kénnen und mit andererseits solche Transportbehidlter
von einer Transporteinrichtung, vorzugsweise von einer
hochgelagerten Transporteinrichtung  (Overheadtransport),
abgenommen werden und diese wieder zur Verfigung gestellt
werden. Weiterhin betrifft die Erfindung ein Verfahren zum
Beschicken einer solchen Verarbeitungsstation £fir Wafer-
scheiben mit Waferscheiben gefillten Transportboxen nach
deren Abnahme aus einem Transportsystem, z.B. einem Over-
headtransportsystem.

Zur Beschickung von Waferscheiben, die in einer Transport-
box einem Verarbeitungsprozess angeliefert werden, wobeil
die Transportbox dann im r&umlichen Bereich des Verarbei-
tungsprozesses oder eines Vorbereiches - =zumeist unter
Reinraumbedingungen - geéffnet und einzelne Waferscheiben
entnommen und verarbeitet werden, sind Einrichtungen be-

kannt, mit denen die aus einer Overheadtransporteinrichtung
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zugeflhrten Transportboxen flir Waferscheiben vertikal auf
die HOhe eines Loadports einer Waferverarbeitungsstation
gebracht und in den Waferverarbeitungsprozess eingebracht
werden. Nach der Verarbeitung, die mit einer Entnahme der
Waferscheiben aus der Transportbox, einer beliebigen Be-
handlung der einzelnen Waferscheiben und einem Wiederbela-
den der Transportbox - zumeist unter Reinraumbedingungen -
verbunden ist, wird die Transportbox dann uber denselben
Loadport wieder herausgefihrt, vertikal nach oben gehoben,
bis sie an dem Overheadtransportsystem angekoppelt ist und
dann von diesem in einem Speicher, einem weiteren Verarbei-
tungsprozess oder 2zu einem anderen Zweck abtransportiert

wird.

Eine Einrichtung entsprechend dem hier zitierten Stand der
Technik ist in Figur 6 dargestellt, bel der eine Transport-
box (90) von oben auf eine Eihgangsfléche eines Loadports
beschickt wird, nachdem sie aus einem Overheadtransportsys-
tem abgesenkt wurde oder von einem bodengefihrten Trans-

portsystem 92 horizontal zur Verfligung gestellt wurde.

Bei diesem Vorgang sind aber einige Probleme aufgetaucht,

die von der vorliegenden Erfindung geldst werden sollen.

Einerseits erscheint es in besonderem Masse unvorteilhaft,
dass die Beschickung am Loadport sowie der Abtransport in
hohem.Masse von den logistischen Randbedingungen des Over-
headtransportsystems abhangen soll. Solche logistischen
Randprobleme sind unter anderem die notwendigen Fahrwege im
Licht der begrenzten Geschwindigkeiten eines solchen Over-
headtransportsystems. Des Weiteren sind die Transportmog-
lichkeiten auch dadurch begrenzt, dass diese Transportmdg-
lichkeiten nicht nur wirtschaftlich Grenzen (Kosten) bedeu-
ten, sondern auch erhebliche Platzerfordernisse beinhalten,
die nicht beliebig befrieaigt werden kénnen. Es sollte in
diesem Zusammenhéng betont werden, dass selbstversténdlich

auch andere Transport- und Logistiksysteme fur den Boxen-
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transport der Waferscheiben méglich und von der vorliegen-
den Erfindung grunds&tzlich erfasst werden sollen und auch
erfasst werden. Ein Overheadtransportsystem ist dabei zwar
typisch, in diesem Zusammenhang aber nur beispielhaft ge-

nannt.

Vorteilhaft erscheint daher eine Beschickungseinrichtung,
die ein Puffern wvon Transportbehdltern ermdglicht, ohne
dass die beim Puffern ansonsten hinzunehmenden Nachteile in
Kauf genommen werden miissten. Insbesondere bedeutete im Zu-
sammenhang mit dieser Erfindung ein herkdémmliches Puffer-
system fiir die Transportboxen keine angemessene L&sung, da
damit die logistischen Probleme der Transporteinrichtung
(z.B. Overheadtransportsystem) nicht geldst waren. Aller-
dings sollte betont werden, dass die vorzuschlagende Be-
schickungseinrichtung mit einem herkdmmlichen Puffersystem
ohne weiteres kombiniert werden kdénnen soll und auch in je-

dem Fall kombiniert wexrden kann.

Wenn aber ein solches Puffern in der Beschickungseinrich-
tung vorgesehen werden soll, so ware es besonders vorteil-
haft, wenn die Beschickung durch das puffern nicht zusatz-
liche Nachteile hinnehmen misste. Das Puffern bewirkt nam-
lich - wenn es als sequentielles Puffern ausgebildet ist -
eine recht starre Reihenfolge der Beschickung, bei der
nachtraglich notwendig gewordene Anderungen des Prozessab-
laufes zumindest schwierig erscheinen. Es ware fiur die Er-
findung somit vorteilhaft, wenn diese Nachteile nicht in

Kauf genommen werden missten.

Wichtig fur die Aufgabe der Erfindung ist es, dass mit der
erfindungsgemassen Einrichtung vorhandene Prozessstationen
- wéglichst an den Schnittstellen Transportsystem (z.B.
Overheadtransportsystem) und Loadport der Verarbeitungssta-
tion nachgerustet werden konnen. Dabei wird zu berlicksich-
tigen sein, dass die Loadports im Allgemeinen an der tiefs-

ten Stelle der vertikalen Zuflhrung der Transportboxen an-
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_.4 -
geordnet sind. Damit scheiden - zumindest fir besonders
vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung - die Ldsungen

aus, die die Puffer- und Zufiuhrungsprobleme mittels einer

vertikalen Beschickung von oben und unten versuchen.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es also, eine Ein-
richtung vorzuschlagen, mit der die vorstehend genannten
Probleme teilweise oder - vorzugsweise auch samtlich -

Uuberwunden werden kdnnen.

Die Erfindung l&st die Aufgabe durch eine Beschickungsein-
richtung nach Anspruch 1. Dabei haben die Massnahmen der

Erfindung zundchst einmal zur Folge, dass eine solche Be-

- schickungseinrichtung flir die wmit Waferscheiben gefillte

Transportboxen an den Loadports bestehender Verarbeitungs-
stationen im Zuge einer Nachristung angeordnet werden kann,
wobei das allenfalls bereits vorhandene Transportsystem
(z.B. Overheadtransportsystem) fur die Transportboxen eben-
falls weiterverwendet werden kann. Mit der Beschickungsein-
richtung geméss der vorliegenden Erfindung ist es problem-
los mwdglich, einen Beschickungspuffer einzurichten, der
z.B. die vertikale 2Zuflhrung der Transportboxen aus dem
Transportsystem als internen Zwischenspeicher verwenden
kann. In einem solchen Fall ist es - gemdss den abhéngigen
Patentanspriichen - besonders vorteilhaft, wenn einerseits
eine den Zwischenspeicher umgehende Expressbeschickung (Ex-
pressioad) mdglich gemacht wird und andererseits innerhalb
des Zwischenspeichers eine Neuordnung der Beschickungsrei-
henfolge vorgesehen ist, wobei vorteilhafte Ausgestaltungen
auch schon darin zu sehen sind, dass einer dieser beiden
Mdglichkeiten vorgesehen wird. Eine vorteilhafte - aber
nicht notwendige - Ausgestaltung der den Zwischenspeicher
umgehenden Expressbeschickung ist die Ausbildung des verti-

kalen Abtransportkanals zur Expressbeschickung.
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Besonders vorteilhaft ist ein Verfahren zum Beschicken der
Loadports mit Transportboxen entsprechend der vorstehend

beschriebenen Beschickungseinrichtung.

Mit der vorgeschlagenen Beschickungseinrichtung gemdss der
vorliegenden Erfindung ist eine mehrstufige Erweiterung des
herkdmmlichen Funktionsumfanges gemass dem Stand der Tech-

nik mdéglich, namlich

(1) ein automatischer Austausch der Transportboxen auf dem
Loadport der Bearbeitungsmaschine - mit einem unbearbeite-
ten Waferstapel in Wartestellung, einem Waferstapel in Be-
arbeitung auf dem Loadport und einem Platz fir den fertig
bearbeiteten Waferstapel. Damit wird ein Austausch (so ge-
nannter Swap) ermdglicht, d.h. die Transporteinrichtung
(z.B. Overheadtransport) bringt eine unbearbeitete Box und

nimmt gleichzeitig eine bearbeitete Box mit;

(2) EBrweiterung mittels Puffer im Eingangskanal, in diesem
Fall kann der Ausgangskanal fur Expressbeschickung verwen-

det werden;

(3) Erweiterung mittels Puffer im Ausgangskanal, in diesem
Fall kann der Eingangskanal kann £Ur Expressbeschickung
verwendet werden;

(4) Erweiterung mittels je einem Puffer im Eingangs- und
im Ausgangskanal, in diesem Fall ist eine Expressbeschi-

ckung nur méglich, wenn ein Puffer leer ist.

In der Grundausfihrung (1) besteht auch die Moéglichkeit ei-
ner vereinfachten, kostenglinstigen Austauscheinrichtung,
wobei dann eine Erweiterung mittels Puffer nicht wmdglich
ist.. In diesem Fall besteht die Austauscheinrichtung ledig-
lich aus zwei Aufnahmeplatéen, welche je in einer einfachen
Bewegung aus zwei nebeneinander liegenden Ubergabepositio-

nen den gleichen Loadport bedienen, z.B. eine Aufnahmeplat-
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te transportiert die Box senkrecht vom Loadport in die U-
bergabeposition und zurick, wahrend die andere Aufnahme
mittels kreisfdé4rmiger Bewegung vom Loadport in die daneben-
liegende und tiefer angeordnete Ubergabeposition gebracht
wird. Dabei wird die Aufnahmeplatte mechanisch synchroni-
siert, so dass diese immer horizontal stehen bleibt. In
diesem Fall werden also lediglich zwei einfache Bewegungen
und eine mechanische Synchronisierung (z.B. Parallelogramm)
bendtigt.

Weitere vorteilhafte Einzelheiten der Erfindung sind in den

abhadngigen Ansprlchen dargelegt.

Die vorgenannten sowie die beanspruchten und in den nach-
folgenden Ausflhrungsbeispielen beschriebenen, erfindungs-
gemass zu verwendenden Elemente unterliegen in ihrer Grds-
se, Formgestaltung, Materialverwendung und technischen Kon-
zeption keinen besonderen Ausnahmebedingungen,  so dass die
in dem jeweiligen Anwendungsgebiet bekannten Auswahlkrite-

rien uneingeschrankt Anwendung finden kénnen.

Weitere Einzelheiten, Merkmale und Vorteile des Gegenstan-
des der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Be-
schreibung der dazugehdrigen Zeichnungen, in denen - bei-
spielhaft - eine Vorrichtung und ein dazugehdériger Verfah-

rensablauf zur vorliegenden Erfindung erlautert wird.

In den Zeichnungen zeigen:

Fig. 1 eine Frontansicht einer Grundversion der Beschi-
ckungseinrichtung gemidss der vorliegenden Erfin-

dung;
Fig. 2 eine Seitenansicht nach Figur 1;
Fig. 3 eine Frontansichﬁ einer erweiterten Version der

Beschickungseinrichtung gemé&ss der vorliegenden
Erfindung;
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- 7 -
Fig. 4 eine Seitenansicht nach Figur 1;
Fig. 5 eine Frontansicht der erweiterten Version der Be-

schickungseinrichtung gemadss der vorliegenden Er-
findung, bei der eine Boxenanordnungseinrichtung

implementiert ist;

Fig. 6 eine - durch die Beschickungseinrichtung der Ex-
findung vorteilhafterweise zu ersetzende Beschi-

ckungsanordnung gemass dem Stand der Technik.

Die in Figur 1 mit 100 bezeichneten Beschickungseinrichtung
fir Transportboxen 90 flr Waferscheiben ist einerseits an
einen ‘Loadport 20 einer Waferverarbeitungseinrichtung 60
und andererseits an ein Overheadtransportsystem 30 ange-
gschlossen. Die Beschickungseinrichtung umfasst dabei zwei
vertikale Zu- bzw. Abfihrungskandle 40 und 42, wobei die
Schnittstelle zur Transporteinrichtung 32 des Transportsys-
tems 30 Jjeweils oben am vertikalen Kanal angeordnet ist.
Die Schnittstelle zum Loadport 20 ist als Einrichtung zum
seitlichen Verschieben und Einflhren der Transportboxen 90
in die Verarbeitungseinrichtung 60 ausgebildet. Im ein-
fachsten Betrieb wird eine Transportbox 90 aus dem Trans-
portsystemIBO in den vertikalen Kanal 40 eingefihrt, darin
durch eine Bewegungseinheit abgesenkt, bis sie sich auf der
Ebene des Loadports 20 befindet und dann horizontal zu-
nachst zum Loadport 20 hin und dann in den Loadport 20 hin-
eingefihrt. Nach dem Verarbeitungsprozess, der wegen der
modularen Ausflithrung der Beschickungseinrichtung beliebig
sein kann, aber in praktisch allen Fallen herkdémmlich ein
Entladen der Waferscheiben aus der Transportbox 90 unter
Reinraumbedingungen,.eine Bearbeitung der einzelnen Wafer-
scheiben und eine Rickfihrung der Waferscheiben in die
Transportbox umfasst, wird die Transportbox 90 aus dem Lo-
adport 20 herausgefﬁhrt und in den zweiten Kanal 42, der im

dargestellten Ausfihrungsbeispiel =zunéchst einmal als Ab-
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- 8 -
fihrungskanal dient, eingefiigt. Dieser Kanal 42 - ist wie
der Kanal 40 auch - im Ausflhrungsbeispiel so ausgebildet,

dass die Transportboxen 90 sowohl aufwdrts als auch abwarts
transportiert werden koénnen. In der hier beschriebenen Aus-
fithrung des entsprechenden Beschickungsverfahren wird der
Kanal 42 aber - ohne Beschrankung der Allgemeinheit der
Einrichtung - als Abflhrungskanal beschrieben. Aus den Fi-
guren 1 und 2 ist schon ersichtlich, dass der Kanal 40 -
wie Ubrigens auch der Kanal 42 - und auch die ihnen zuge-
ordneten vertikalen Bewegungseinheiten so ausgebildet sind,
dass in ihnen mehrere Transportboxen aufgenommen werden
kdénnen, sie also als Zwischenspeicher (Puffer) £flr Trans-
portboxen 90 dienen kénnen. Durch dieses Merkmal wird ins-
besondere das Transportsystem 30 logistisch weiter von der
Verarbeitungseinrichtung 60 und dem Loadport 20 entkbppelt,
wobel die weiteren Vorteile der Erfindung schon dann voll-
umfanglich nGtzlich wirken, wenn der Puffer nur zuflhrungs-

seitig, nicht aber abflhrungsseitig betrieben wird.

In diesem Zusammenhang wird der Fachmann das modulare Kon-
zept erkennen, durch das die vorgeschlagene Beschickungs-
einrichtung gemdss der vorliegenden Erfindung eine mehrstu-
fige Erweiterung des herkédmmlichen Funktionsumfanges gemass

dem Stand der Technik ermdglicht, namlich

(1) ein automatischer Austausch der Transportboxen 90 auf
dem Loadport 20 der Bearbeitungsmaschine - mit einem unbe-
arbeiteten Waferstapel in Wartestellung, einem Waferstapel
iﬁ Bearbeitung auf dem Loadport und einem Platz fir den
fertig bearbeiteten Waferstapel. Damit wird ein Austausch
(so genannter Swap) ermdglicht, d.h. die Transporteinrich-
tung (z.B. Overheadtransport 32) bringt eine unbearbeitete
Transportbox 90 und nimmt gleichzeitig eine bearbeitete
Transportbox 90 mit;
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(2) Erweiterung mittels Puffer im Eingangskanal 40, in
diesem Fall kann der Ausgangskanal 42 flr Expressbeschi-

ckung verwendet werden;

(3) Erweiterung mittels Puffer im Ausgangskanal 42, in
diesem Fall kann der Eingangskanal 40 fir Expressbeschi-

ckung verwendet werden;

(4) Erweiterung mittels je einem Puffer im Eingangs- und
im Ausgangskanal 40 und 42, in diesem Fall ist eine Ex-

pressbeschickung nur méglich, wenn ein Puffer leer ist.

In der Grundausfihrung (1) besteht auch die Mdglichkeit ei-
ner vereinfachten, kostenglnstigen Austauscheinrichtung,
wobei dann eine Erweiterung mittels Puffer nicht mdglich
ist. In diesem Fall besteht die Austauscheinrichtung ledig-
lich aus zwel Aufnahmeplatten, welche je in einer einfachen
Bewegung aus zwei nebeneinander liegenden Ubergabepositio-
nen den gleichen Loadport bedienen, z.B. eine Aufnahmeplat-
te transportiert die Box senkrecht vom Loadport in die U-
bergabeposition und =zuriick, wahrend die andere Aufnahme
mittels kreisfdérmiger Bewegung vom Loadport 20 in die dane-
benliegende und tiefer angeordnete Ubergabeposition ge-
bracht wird. Dabei wird die Aufnahmeplatte mechanisch syn-
chrbnisiert, so dass diese immer horizontal stehen bleibt.
In diesem Fall werden also lediglich zwei einfache Bewegun-
gen und eine mechanische Synchronisierung (z.B. Parallelo-
gramm) bendtigt.

In einer erweiterten Ausfiihrung gemédss den Figuren 3 und 4
sind 4 Kanale 40', 42', 44' und 46 ' vorgesehen, wobei
beidseitig des Loadports 20 jeweils zwei vertikale Kandle
sind. Im dargestellten Ausfihrungsbeispiel ist das linke
Kanalpaar 40' und 42' als Arbeitskanalpaar mit Puffermdg-
lichkeit vorgesehen, wéhrénd das rechte Kanalpaar 44' und
46' als Prioritdtskanal dient. Die Zufiuhrungskandle 40' und

46' sind jeweils aussen angeordnet und haben auf der Ebene
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des Loadports 20 eine horizontale Transfereinrichtung, die
auch zur Beschickung des Loadports 20 dient - wie bereits
vorstehend beschrieben.

In diesem Ausfihrungsbeispiel ist der vertikale Transport
der Transportboxen 90 in jedem Kanal - wiederum ohne Be-
schrankung der Allgemeinheit - nur in eine Richtung vorge-
sehen, namlich abwarts in den Zufihrungskanadlen 40' und 46!

und aufwarts in der Abfihrungskandlen 42' und 44°'.

In der nochmals erweiterten Ausfihrung nach Figur 5 ist im
linken Kanalpaar 40'' und 42'' vorgesehen, dass ein hori-
zontaler Transfer (Austausch) der Transportboxen auch ober-
halb der Ebene des Loadports 20.durchgefihrt werden kann,
wodurch eine Einrichtung geschaffen wird, mit der die An-
ordnung der Transportboxen 90 innerhalb des im linken Zu-
fihrungskanals 40'' ausgebildeten Zwischenspeichers mdglich
ist. Der rechte Zuflhrungskanal 46'' weist dieses Merkmal
im vorliegenden Ausflhrungsbeispiel nicht auf, kann aber
gselbstverstédndlich auch dementsprechend eingerichtet wer-
den. Der rechte Abfuhrungskanal 44'' ist in diesem Ausfih-
rungsbeispiel gleichzeitig als Expresskanal ausgebildet,
Uber den - unabh&ngig von den speichernden Kandlen 40'' und

46'' eine prioritére Beschickung jederzeit mdglich ist.

Es sollte in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen werden,
dass die linke und die rechte Kanaleinheit im Prinzip unab-
hangig voneinander betrieben werden koénnen, dass also als
rechte Kanaleinheit eiﬁé solche mit 2zwei Kanadlen und als

linke Kanaleinheit eine mit einem Kanal betrieben werden
kann.

Die Steuerung der Beschickungseinrichtung geméss der vor-
liegenden Erfindung und der hier aufgezeigten Ausfihrungs-
beispiele geschieht mit einem Computer, der Uber eine
Schnittstelle (z.B. HSMS oder RS-232) die Beschickung steu-
ert.
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Weiterhin sollte darauf hingewiesen werden, dass die Verar-
beitungsstation flir die in den Transportboxen 90 befindli-
chen Wafer durchaus auch so eingerichtet sein kénnen, dass
dort mehrere Transportboxen 90 gleichzeitig anwesend sind.
Die hier vorgeschlagene Einrichtung und das hier vorge-
schlagene Verfahren koénnen also auch mit anderen Vorrich-
tungen und Verfahren kombiniert werden, die bereits ein
Transportboxhandling aufweisen oder die vorgingig einen
Transportboxspeicher vorsehen.
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Patentanspriliche

1. Beschickungseinrichtung zur Beschickung und Versorgung
-von Waferscheiben enthaltende Aufbewahrungs- und Trans-
portbehdlter (90) an einem Wafereingang (Loadport 20)
einer Be- oder Verarbeitungseinrichtung (60)und zum Ab-
nehmen und Bereitstellen solcher Transportbehdlter (90)
von einer Transporteinrichtung (32), vorzugsweise von
einer hochgelagerten Transporteinrichtung (Overhead-
transport),

gekennzeichnet durch

- zumindest zwel vertikale 2Zu- bzw. BAbflhrungskanile
(40, 42; 40', 42', 44', 46'; 40'', 42'', 44'', 46''),
wobei die Schnittstelle zur Transporteinrichtung (32)
jeweils am vertikalen Kanal angeordnet ist,

- eine Einrichtung zum seitlichen Verschieben und Ein-
fihren der Transportboxen (90) in die Verarbeitungsein-
richtung (60) ausgebildet,

wobei jeder der Kandle eine Bewegungseinheit zum Absenken
und/oder Anheben der Transportboxen (90) im Kanal (40, 42;

40', 42', 44', 46'; 40'', 42'', 44'', 46'') aufweist.

2. Beschickungseinrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Schnittstelle zur Transporteinrich-

tung (32) jeweils oben am vertikalen Kanal angeordnet
ist.

3. Beschickungseinrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch

gekennzeichnet, dass jede der genannten Bewegungsein-
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richtungen sowohl zum Absenken und/oder Anheben der
Transportboxen (90) im Kanal (40, 42; 40', 42+, 447,
46'; 40'', 42'v, 44'', 46'') ausgebildet sind.

. Beschickungseinrichtung nach einem der vorstehenden An-

spriche, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest ein Ka-
nal als Zwischenspeicher (Puffer) flr Transportboxen
(90) ausgebildet ist.

. Beschickungseinrichtung nach einem der vorstehenden An-

spriuche, gekennzeichnet durch zumindest vier Kanile
(40', 42', 44', 46'; 40'', 42'', 44'', 46''), wobei
beidseitig des Loadports (20) jeweils zwei vertikale Ka-

néle vorgesehen sind.

. Beschickungseinrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekenn-

zeichnet, dass das linke Kanalpaar (40', 42') als Ar-
beitskanalpaar wmit Puffermdglichkeit vorgesehen ist,
wahrend das rechte Kanalpaar (44', 46') als Prioritéats-
kanal ausgebildet ist.

. Beschickungseinrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekenn-

zeichnet, dass die Zuflhrungskandle (40', 46') Jjeweils

aussen angeordnet sind.

. Beschickungseinrichtung nach einem der vorstehenden An-

spriche, dadurch gekennzeichnet, dass in zumindest einem
Kanalpaar (40'', 42'') welches auf einer ein horizonta-
ler Transfer (Austausch) der Transportboxen (90) auch
oberhalb der Ebene des Loadports 20 vorgesehen ist und
dadurch eine Einrichtung geschaffen wird, mit der die
Anderung der Anordnung der Transportboxen (90) innerhalb
eines Kanals (40'') ausgebildeten Zwischenspeichers még-
lich ist.

. Beschickungseinrichtung nach einem der vorstehenden An-

spruche, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest ein Ka-

PCT/CH2004/000429
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nal (44'') als Expresskanal ausgebildet ist, Uber den
unabhé&ngig von den anderen Kan&Alen eine prioritare Be-

schickung jederzeit mdglich ist.

10. Verfahren zum Beschicken und Versorgen von Waferschei-

ben enthaltenden Aufbewahrungs- und Transportbehidltern
(90) an einem Wafereingang (Loadport 20) einer Be- oder
Verarbeitungseinrichtung (60)und zum Abnehmen und Be-
reitstellen solcher Transportbehdlter (90) von einer
Transporteinrichtung (32), vorzugsweise von einer hoch-
gelagerten Transporteinrichtung (Overheadtransport) ,
durch eine Beschickungseinrichtung, vorzugsweise nach
einem der Ansprliche 1 bis 9, wobei

- die Transportboxen in zumindest einem vertikalen Zu-
fihrungskanal wvon der Transporteinrichtung abgenommen
und dem Loadport zundchst vertikal zugeflhrt werden,
danach durch seitliches Verschieben und Einftthren der
Transportboxen (90) in die Verarbeitungseinrichtung
(60) geladen werden, wobei die Vertikalbewegung in den
Kanalen durch eine Bewegungseinheit =zum Absenken
und/oder Anheben der Transportboxen (90) im Kanal (40,
42; 40', 42', 44', 46'; 40'', 42'', 44'', 46'') ausge-
fihrt wird.

11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet,

dass zumindest ein Kanal als Zwischenspeicher (Puffer)

flr Transportboxen (90) dient.

12. Verfahren nach Anspruch 10 oder 11, dadurch gekenn-

zeichnet, dass zumindest vier Kandle (40', 42', 44',

-46'; 40'', 42'', 44'', 46'') vorgesehen sind, wobei
beidseitig des Loadports (20) jeweils zwei vertikale Ka-
nale vorgesehen sind und das linke Kanalpaar (40', 42')
als Arbeitskanalpaar mié Puffermdglichkeit dient, wah-
rend das rechte Kanalpaar (44', 46') als Prioritdtskanal
dient.

PCT/CH2004/000429
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13.

Verfahren nach einem der vorstehenden Anspriiche 10 bis
12, dadurch gekennzeichnet, dass in zumindest einem Ka-
nalpaar (40'', 42'') welches auf einer ein horizontaler
Transfer (Austausch) der Transportboxen (90) auch ober-
halb der Ebene des Loadports 20 stattfindet und dadurch
eine Anderung der Anordnung der Transportboxen (90) in-
nerhalb eines Kanals (40'') ausgebildeten Zwischenspei-

chers durchgefthrt wird.

PCT/CH2004/000429
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